Rasterelektronenmikroskopie
Quanta FEG 400

(FEI Deutschland GmbH)

Anwendung: Bildet Probenoberflachen mit einer hohen VergroRerung und einer sehr guten Tiefenschéarfe
ab.

Mit Rontgen-Mikroanalyse (EDX-AMETEK)

Mit Zug-/Druckmodul bis 5000N (Kamrath & Weiss GmbH)

Uber 100.000x VergroRerung

3 verschiedene Betriebsarten: Hochvakuum-, Niedrigvakuum- und Esemvakuummodus
Gemeinsame Anschaffung mit der Poliklinik fir Zahnerhaltung und Paratontologie
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